
ΚΟΠΟ 

Η ερευνθτικι δραςτθριότθτα του εργαςτθρίου ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ νανοδομθμζνων φωτονικϊν υλικϊν 

με βάςθ μεταλλικά οξείδια, πλαςμονικά νανοςωματίδια και νανοχλικά άνκρακα για ενεργειακζσ και 

περιβαλλοντικζσ εφαρμογζσ (φωτοκαταλυτικι διάςπαςθ ρυπογόνων ουςιϊν, παραγωγι Η2, θλιακζσ 

κυψελίδεσ). Η ζρευνα εςτιάηεται ςτον ζλεγχο τθσ μορφολογίασ και τθσ δόμθςθσ των νανοχλικϊν για τθν 

αποδοτικι ςυλλογι φωτόσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ρφκμιςθ των θλεκτρονικϊν και οπτικϊν ιδιοτιτων τουσ μζςω 

ςτοχευμζνων ςυνκετικϊν τροποποιιςεων με ςτόχο τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ απόδοςισ τουσ ςε φωτο-

επαγόμενεσ διεργαςίεσ. Τελευταία κατεφκυνςθ ζρευνασ αποτελεί θ ανάπτυξθ προθγμζνων διθλεκτρικϊν 

υποςτρωμάτων ενίςχυςθσ τθσ ςκζδαςθσ Raman (Surface Enhanced Raman Scattering–SERS) μζςω φωτονικϊν 

νανοδομϊν για εφαρμογι ωσ αιςκθτιρεσ ανίχνευςθσ οργανικϊν ουςιϊν και βιομορίων με τθ δυνατότθτα 

φωτοκαταλυτικοφ αυτό-κακαριςμοφ και επαναχρθςιμοποίθςθσ. 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  

Οπτικό φαςματόμετρο UV-Vis Agilent Cary 60 εξοπλιςμζνο με 

οπτικό ςφςτθμα  διάχυτθσ ανακλαςτικότθτασ (Barrelino) και 

εξάρτθμα κατοπτρικισ ανάκλαςθσ (PIKE, UV-Vis 15Spec).  

 

 

 

 

Φαςματόμετρο οπτικήσ ίνασ (CCS200) με πθγζσ φωτιςμοφ οπτικισ 

ίνασ δευτερίου (SLS204, 200-700 nm) και βολφραμίου-αλογόνου 

(SLS201L/M, 360-2600 nm) ςτακερισ ιςχφοσ, διόδουσ laser 405, 

450, 532, 648 nm και οπτικά εξαρτιματα (οπτικζσ ίνεσ και 

προςαρμογείσ, ςφςτθμα ευκυγράμμιςθσ δζςμθσ, φακοί και 

φίλτρα, μικρο-κυψελίδεσ χαλαηία και ςτθρίγματα). 

 

 

Φαςματόμετρο micro-Raman (EnSpectr RamMics M532 Raman) με 

διζγερςθ ςτα 532 nm, φαςματικι περιοχι 100-4000 cm-1, 

ςυνδεδεμζνο με μικροςκόπιο Olympus BX43 

 

 

 

 



Φαςματόμετρο υπερφθρου FT-IR (Jasco FT/IR-470 Plus), 

φαςματικι περιοχι 400-4000 cm-1, ςυνδεδεμζνο με κρυοςτάτθ 

κλειςτοφ κυκλϊματοσ αερίου He για μετριςεισ ςτθν περιοχι 

κερμοκραςιϊν 20-300 Κ, και ςυςτιματα εξαςκενθμζνθσ ολικισ 

ανάκλαςθσ ATR με κρφςταλλουσ αδάμαντα/ZnSe απλισ ανάκλαςθσ 

(MIRacle single reflection ATR) και KRS-5 πολλαπλϊν ανακλάςεων 

(PIKE Multiple Reflection HATR).  

 

 

Φωτοηλεκτροχημικό ςφςτημα λυχνίασ Xe (300 W) και 

ποτενςιοςτάτθ/γαλβανοςτάτθ με ενςωματωμζνο αναλυτι 

ςυχνότθτασ (FRA) που υποςτθρίηει μετριςεισ θλεκτροχθμικισ 

εμπζδθςθσ (10 μHz – 1 MHz) και παρελκόμενα (θλεκτρόδια, κελί, 

οπτικά φίλτρα)  

 

 

φςτημα φωτιςμοφ Xe 150 W (ORIEL 6255/66055) και οπτικά 

εξαρτιματα (φίλτρα, κάτοπτρα) για αξιολόγθςθ φωτοκαταλυτικισ 

δράςθσ. Αςφρματοσ κερμικόσ ανιχνευτισ φωτεινισ ιςχφοσ 

(Thorlabs PM160T) ςτθν περιοχι 190 nm - 10.6 µm. Οπτικό 

μικροςκόπιο BRESSER Science TRM 301  

 

 

 

 

Παρασκευή υλικών: αναλυτικόσ ηυγόσ (Kern ALS 160-4A), κερμαινόμενοι μαγνθτικοί αναδευτιρεσ, λουτρό 

υπεριχων, ογκομετρικζσ φιάλεσ/κφλινδροι, ποτιρια ηζςεωσ, αυτόματεσ πιπζττεσ μεταβλθτοφ όγκου, ςυςκευι 

περιςτροφικισ εναπόκεςθσ (Ossila). 

 


